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(54)实用新型名称

一种玻璃基板加工辅助治具

(57)摘要

本实用新型公开了一种玻璃基板加工辅助

治具，其包括治具本体板，所述治具本体板上设

置有第一下沉台阶，所述第一下沉台阶的形状和

面积尺寸与玻璃基板的形状和尺寸相匹配，所述

第一下沉台阶的内侧设置有第二下沉凹槽，所述

第二下沉凹槽内设置有缓冲垫片。本实用新型的

玻璃基板加工辅助治具用于玻璃基板SMT加工过

程中，可以保证玻璃基板在制程过程中的稳定

性，可以快速、准确地在制程过程中放置玻璃基

板，改善玻璃基板在SMT加工过程中的定位及防

止玻璃基板破损。
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1.一种玻璃基板加工辅助治具，包括治具本体板，其特征在于，所述治具本体板上设置

有第一下沉台阶，所述第一下沉台阶的形状和面积尺寸与玻璃基板的形状和尺寸相匹配，

所述第一下沉台阶的内侧设置有第二下沉凹槽，所述第二下沉凹槽内设置有缓冲垫片。

2.根据权利要求1所述的玻璃基板加工辅助治具，其特征在于，所述缓冲垫片的顶部与

第一下沉台阶的顶面平齐。

3.根据权利要求1所述的玻璃基板加工辅助治具，其特征在于，所述治具本体板上设置

有多个真空孔，所述多个真空孔位于第二下沉凹槽处。
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一种玻璃基板加工辅助治具

技术领域

[0001] 本实用新型涉及一种玻璃基板加工辅助治具。

背景技术

[0002] 玻璃基板作为一种特殊基材，由于其优良的光学、热学和电学性能，正在慢慢进入

显示技术领域。玻璃基板目前广泛应用于直显COB背光项目上，其上面需要贴片的电子元件

通常都是以um级尺寸选型的，玻璃基板在SMT印刷锡膏及贴片的过程中导致的基板移位会

使的印刷和贴片的精度受到影响，玻璃基板在加工过程中需要保持稳定，所以对于贴装的

精度要求尤为重要；在制程过程中易造成玻璃基板破损问题，如玻璃基直显COB项目需在玻

璃基板上贴装几万颗高精密电子元件，如果在制程过程中导致的玻璃基板破损会对成本造

成很大损失。通过设计合适的治具并正确使用，可以为玻璃基板SMT加工的顺利进行提供有

力保障，玻璃基板SMT加工治具在电子制造中发挥着关键作用，有助于提高生产效率、降低

成本并提高产品质量。

实用新型内容

[0003] 本实用新型的目的在于提供一种玻璃基板加工辅助治具，该玻璃基板加工辅助治

具用于玻璃基板SMT加工过程中，可以保证玻璃基板在制程过程中的稳定性，可以快速、准

确地在制程过程中放置玻璃基板，改善玻璃基板在SMT加工过程中的定位及防止玻璃基板

破损。

[0004] 为解决上述技术问题，本实用新型采用的一个技术方案是：提供一种玻璃基板加

工辅助治具，其包括治具本体板，所述治具本体板上设置有第一下沉台阶，所述第一下沉台

阶的形状和面积尺寸与玻璃基板的形状和尺寸相匹配，所述第一下沉台阶的内侧设置有第

二下沉凹槽，所述第二下沉凹槽内设置有缓冲垫片。

[0005] 优选的，所述缓冲垫片的顶部与第一下沉台阶的顶面平齐。

[0006] 优选的，所述治具本体板上设置有多个真空孔，所述多个真空孔位于第二下沉凹

槽处。

[0007] 本实用新型的有益效果是：本实用新型的玻璃基板加工辅助治具用于玻璃基板

SMT加工过程中，可以保证玻璃基板在制程过程中的稳定性，可以快速、准确地在制程过程

中放置玻璃基板，改善玻璃基板在SMT加工过程中的定位及防止玻璃基板破损。

附图说明

[0008] 为了更清楚地说明本实用新型实施例中的技术方案，下面将对实施例描述中所需

要使用的附图作简单地介绍，显而易见地，下面描述中的附图仅仅是本实用新型的一些实

施例，对于本领域普通技术人员来讲，在不付出创造性劳动的前提下，还可以根据这些附图

获得其它的附图，其中：

[0009] 图1和图2是本实用新型的玻璃基板加工辅助治具不同视图方向的结构示意图；
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[0010] 图3是本实用新型的玻璃基板加工辅助治具在实施例中的结构示意图。

具体实施方式

[0011] 下面将对本实用新型实施例中的技术方案进行清楚、完整地描述，显然，所描述的

实施例仅是本实用新型的一部分实施例，而不是全部的实施例。基于本实用新型中的实施

例，本领域普通技术人员在没有做出创造性劳动前提下所获得的所有其它实施例，都属于

本实用新型保护的范围。

[0012] 本实用新型实施例：

[0013] 本实用新型提供了一种玻璃基板加工辅助治具，请参阅图1至图3，包括治具本体

板1，所述治具本体板1上设置有第一下沉台阶2，所述第一下沉台阶2的形状和面积尺寸与

生产制程中的玻璃基板7的形状和尺寸相匹配，所述第一下沉台阶2的内侧设置有第二下沉

凹槽3，所述第二下沉凹槽3内设置有缓冲垫片6。

[0014] 优选的，所述缓冲垫片6的顶部与第一下沉台阶2的顶面平齐。缓冲垫片6选择可以

耐高温的缓冲垫片。

[0015] 优选的，所述治具本体板1上设置有多个真空孔4，所述多个真空孔4位于第二下沉

凹槽3处。

[0016] 本实用新型的玻璃基板加工辅助治具使用时，玻璃基板7通过取放部件5放置到第

一下沉台阶2上，玻璃基板7的中部位于缓冲垫片6上，缓冲垫片6可以增加玻璃基板7在治具

中的移动阻力，可提高玻璃基板7在加工过程中的稳定性，并为玻璃基板7提供必要的缓冲

支撑，通过治具本体板1及第一下沉台阶2之间的台阶侧挡面对玻璃基板7进行定位，限制玻

璃基板的移动范围，从而保证玻璃基板在制程过程中的稳定性，并且玻璃基板的放置也快

速、准确，效率高。真空孔4可以对接加工设备的真空发生器产生真空，对玻璃基板7和缓冲

垫片6产生吸附作用，将玻璃基板7和缓冲垫片6吸附在治具上，进一步提高玻璃基板7在治

具中的稳定性。

[0017] 以上所述仅为本实用新型的实施例，并非因此限制本实用新型的专利范围，凡是

利用本实用新型说明书内容所作的等效结构或等效流程变换，或直接或间接运用在其它相

关的技术领域，均同理包括在本实用新型的专利保护范围内。
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图 1
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图 3
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